








Cканирующий электронный микроскоп с катодом Шоттки

JEOL JSM-IT810  — это модель СЭМ, обеспечивающая получение изображений ультравысокого разрешения. 
Оптимальная производительность достигается за счет полевого катода Шоттки, системы управления 
электронно-оптическими элементами Neo Engine, а также программного обеспечения для управления 
микроскопом SEM Center. Эта серия может быть оснащена полностью встроенным спектрометром ЭДС для 
получения информации о химическом составе элементов в реальном времени. Кроме того, встроена 
автоматизация без программирования — функция “Neo Action”, которая автоматизирует сбор изображений и 
анализ ЭДС, обеспечивая эффективный рабочий процесс. Объективные линзы доступны в трех модификациях: 
гибридная (HL) для универсальных задач, супергибридная (SHL) для режима высокого разрешения и полулинза 
(SIL) для исследования полупроводников. SHL и SIL имеют две версии: стандартную и PRIME.

Технические характеристики:

Разрешение:
- HL: 0.7 нм при 20 кВ; 1.3 нм при 1 кВ
- SHL: 0.6 нм при 15 кВ; 1.1 нм при 1 кВ
- SHL PRIME: 0.5 нм при 15 кВ; 0.7 нм при 1 кВ
- SIL: 0.6 нм при 15 кВ; 1.0 нм при 1 кВ
- SIL PRIME: 0.5 нм при 15 кВ; 0.7 нм при 1 кВ

Ускоряющее напряжение: 
-от 0,01 до 30 кВ

Негативное увеличение:
- HL/SHL: 10х до 2 000 000х 
(стандарт Polaroid 128 мм × 96 мм)
- SIL: 25х до 2 000 000х 
(стандарт Polaroid 128 мм × 96 мм)

Цифровое увеличение:
- HL/SHL: 27х до 5 480 000х 
(на дисплее с разрешением 1280×960 пикселей)
- SIL: 69х до 5 480 000х 
(на дисплее с разрешением 1280×960 пикселей)








